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Pré-requisitos:

Cédigo Disciplina

Ementa:

Fundamentos da éptica geométrica: lentes, espelhos e formacdo de imagens. Movimento ondulatério.
Matemadtica da sobreposicdo de ondas. Luz,fontes de luz e coeréncia. Polarizacdo. Interferéncia e
condicOes para interferéncia. Difracdo. Speckle subjetivo e objetivo.

Programa:

1. Fundamentos da éptica geométrica: espelhos, lentes e formacao de imagens.
2. Matematica do movimento ondulatério.

3. Sobreposicao de ondas.

4. Luz, fontes de luz e coeréncia.

5. Polarizacdo

6. Interferéncia e interferémetros

7. Difracdo

8. Speckle

Critério de Avaliagdo:

Testes semanais (30%), aulas de laboratério apresentadas por alunos (20%) e trabalho final da disciplina
(50%).
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